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DEPARTAMENTO:: Fisica / Engenharia Mecanica

DISCIPLINA: Tépicos Especiais — Ciéncia e Tecnologia de Filmes Finos SIGLA: CTF

CARGA HORARIA TOTAL: 60 [TEORIA: 50 PRATICA: 10 C ODIGO: 253

CURSO: Programa de Pés-Graduacdo em Ciéncia e

Engenharia de Materiais — PGCEM / Mestrado e Doutorado SEMESTRE/ANO: 212013

PRE-REQUISITOS:

PROFESSOR RESPONSAVEL: Professor Dr. Abel André Candido Recco

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLI NA

» Estudar os principais aspectos relacionados ao crescimento de filmes finos, abrangendo suas
propriedades fisicas, as técnicas de caracterizacado e suas aplicacdes tecnoldgicas.

EMENTA

» Teoria cinética de gases. Tecnologia de vacuo. Mecanismos de formacao de filmes.
Processos de deposicdo de filmes. Caracterizacdo e suas aplicacdes tecnoldgicas.

CONTEUDO PROGRAMATICO

Unidade 1: Introducao

1.1 Filmes finos e aplicactes

1.2 Principais processos de preparagdo, etapas de crescimento, processos de
caracterizacdo e aplicacoes.

Unidade 2: Cinética de gases

2.1 Gases e vapores, distribuicdo de velocidades e fluxo incidente.

2.2 Equacao de Knudsen

2.3 Livre caminho médio

2.4 Propriedades de trasporte: Difuséo, viscosidade e transmisséo de calor.

Unidade 3: Tecnologia de vacuo
3.1 Sistemas de bombeamento
3.2 Camara de vacuo

3.3 Medida de pressao

Centro de Ciéncias Tecnolégicas - CCT
Campus Universitario "Prof. Avelino Marcante" — Rua Paulo Malschitzky, s/n
Distrito Industrial - CEP 89.219-710
Fone: (047) 4009-7900 - FAX:(047) 4009-7940
Joinville - Santa Catarina -Brasil




™= UDESC

Joinville

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS — CCT
: Programa de Pés-Graduacao em Ciéncia e Engenharia de Materiais — PGCEM

Mestrado e Doutorado

Unidade 4: Processo de deposi¢do por evaporacao
4.1 Termodindmica da evaporacao

4.2 Taxa de evaporacao

4.3 Fontes de evaporacao

4.4 Evaporacao de ligas

4.5 Equipamentos de evaporacao

4.6 Aplicacdes tecnolbgicas

Unidade 5: Mecanismos de formacéao de filmes
5.1 Adsorcéo

5.2 Difuséo superficial

5.3 Nucleacgao

5.4 Estruturagéo

5.5 Interfaces e stress

Unidade 6: Deposi¢cao quimica em fase vapor-CVD
6.1 Tipos de reatores

6.2 Termodinamica do processo CVD

6.3 Transporte de gés

6.4 Cinética de crescimento do filme

Unidade 7: Deposicao por feixes
7.1 Feixes de elétrons
7.2 Laser pulsados.

Unidade 8: Deposicéo por plasma.

8.1 Estrutura do plasma

8.2 Sputtering DC e RF

8.3 Magnetros sputtering

8.4 Deposicao reativa por magnetrom sputtering
8.5 Equipamentos

Unidade 9: Caracterizacdo de filmes finos.
9.1 Difracdo de raios X

8.2 Microscopia eletrénica de varredura
8.3 Microscopia de forca atbmica

8.4 Scratch test

8.5 Nanoindentacéo

8.6 Composicao quimica.

8,7 Medida da espessura

Unidade 10: AplicacBes de filmes finos
10.1 AplicacBes tribologicas

10.2 Microeletrbnica

10.3 Filmes foto e eletro-sensiveis

Centro de Ciéncias Tecnolégicas - CCT
Campus Universitario "Prof. Avelino Marcante" — Rua Paulo Malschitzky, s/n
Distrito Industrial - CEP 89.219-710
Fone: (047) 4009-7900 - FAX:(047) 4009-7940
Joinville - Santa Catarina -Brasil




‘.J UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
om UDESC CENTRO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS — CCT
Joinville : Programa de Pés-Graduacao em Ciéncia e Engenharia de Materiais — PGCEM
Mestrado e Doutorado

METODOLOGIA PROPOSTA

» Aulas expositivas da matéria, exercicios, trabalhos em grupo, realizacdo de experimentos em
laboratorio.

AVALIACAO

* Unidades 1 a5 Uma prova escrita e um trabalho
* Unidades 5 a 10 Uma prova escrita e um trabalho
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